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Abstract (en)
In a potentiometer, especially in the form of a precision potentiometer which can be rotated rapidly, or of a linear movement sensor for generating
feedback parameters in the case of machines, it is proposed that the resistor track or collector track on the one hand and/or the sliding surfaces,
facing these tracks, of a wiper or of wiper fingers be coated with an additional hard coating layer, produced on the basis of a plasma-technology
process, so that diamond-like carbon- or graphite-like carbon coatings are produced, preferably with metal additives, or also very thin insulating
polyamide layers. This counteracts, in particular, adhesive wear. <IMAGE>

Abstract (de)
Bei einem Potentiometer insbesondere in der Form eines schnell durchdrehbaren Präzisionspotentiometers oder eines linearen Weggebers zur
Erzeugung von Rückführgrößen bei Maschinen wird vorgeschlagen, Widerstands-bzw. Kollektorbahn einerseits und/oder die diesen Bahnen
zugewandten Gleitflächen eines Schleifers bzw. von Schleiferfingern mit einer aufgrund eines plasmatechnologischen Vorgangs gewonnenen,
zusätzlichen Hartcoating-Schicht zu beschichten, so daß sich diamantähnliche Kohlenstoff- oder graphitähnliche Kohlenstoffbeschichtungen,
vorzugsweise mit Metallzusätzen oder auch isolierende sehr dünnen Polyamidschichten ergeben. Hierdurch wird insbesondere einem adhäsiven
Verschleiß begegnet.
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